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플라즈마를 이용한 저온 수정 직접 접합에서(Quartz)

공정변수의 영향
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단결정 수정은 높은 자외선 투과성 화학정 내성 압전성 등의 특성을 가지고 있으며(UV) , , ,
이로 인해 나노임프린트 리소그래피의 스탬프 광학 리소그래피의 마스크 능동UV , , MEMS
소자 등의 다양한 분야에 응용되고 있다 단결정 수정의 응용분야를 넓히기 위해서 수정과 수정.
을 접합하는 것은 매우 유용하다 수정과 수정의 접합은 무결정 유리 금속등의 중간층을 이용한. ,
접합이 소개되었으나 접합 시 접합 계면의 평평도가 낮아 지거나 중간 금속층의 내화학성이, ,
낮은 단점이 있다 이를 극복하기 위해 중간층을 사용하지 않고 습식 화학적 에칭을 통한[1,2]. ,
수정수정의 직접 접합 방법이 소개되었다 이 방법은 투과성과 내화학성이 높은 접합을- [3]. UV
형성할 수 있으나 도씨 이상의 고온의 어닐링이 필요한 단점이 있다500 .
본 연구에서는 플라즈마를 이용하여 저온 도씨에서 수정수정의 직접 접합을 형성하였다(200 ) - .

플라즈마 처리를 통해 수정수정 직접 접합의 접합 강도가 향상되는 것을 확인하였다 플라즈마- .
시간과 수정의 표면 거칠기가 접합 강도에 미치는 영향을 분석하였다 이 방법을 이용하여 나노.
임프린트 리소그래피용 스탬프를 제작하였으며 성공적으로 나노임프린트를 수행하였다 이 방, .
법은 능동 소자 제작 나노임프린트 리소그래피 스탬프 등 다층 수정구조 제작에MEMS , UV
등에 응용될 것으로 기대된다.
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